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WLI - auch Kohdrenzradar genannt - ist ein hochauflosendes
2D-kamerabasiertes Messverfahren fiir 3D-Profile und -Struk-
turen. Auf Flachen im Zentimeter- bis Mikrometerbereich kon-
nen mit Submikrometerauflosung groBe Hohenausdehnungen

gemessen werden.

Bedingung ist ein ruhendes Prifob-
jekt. Im Unterschied zur klassischen
Interferometrie funktioniert das Ver-
fahren an Teilen mit technisch rauen
bis hin zu optisch glatten Oberfla-
chen. Die Prifobjekte kdnnen auch
Stufen aufweisen, da mit einem senk-
recht scannenden Interferometer und
Weillicht geprift wird. Breitbandiges
weilles Licht wird mit einem Strahltei-
ler in einen Referenz- und einen Mess-
zweig aufgeteilt. Der Referenzstrah-
lengang von einem Spiegel reflektiert.

Der Messstrahlengang wird von der
Oberflache des Messobjektes reflek-
tiert oder gestreut und beide Zweige
werden Uber den Strahlteiler wieder
vereinigt und durch ein Objektiv/Mi-
kroskop zum 2D-Bildsensor geleitet.
Dort entstehen ortsaufgelost flr jedes
Pixel individuelle Interferenzsignale
(Korellogramme). Wird die Wegldange
des Referenz- oder Messzweiges
durch eine prazise Verschiebung des
Objektivs entlang der z-Achse veran-
dert, kann die maximale Modulation

Bild 1 | Weiltlichtinterferometrie-Mess-
gerate sind als Tischgerate fir das
Labor und als produktionstaugliche
Spezialkameras verfligbar.

(Interferenzkontrast) bestimmt und
gleichzeitig der z-Messbereich erwei-
tert werden. Beim Messprozess ent-
steht durch zahlreiche Bildaufnahmen
bei verschiedenen Objektivpositionen
in z-Richtung ein Bildstapel erhebli-
cher Datenmenge. Je x,y-Pixelkoordi-
nate im Bild ergibt sich ein Pixelsta-
pel. Daraus erfolgt die Berechnung der
Korellogramme und deren Hullkurve,
wobei die Hillkurvenmaxima (bester
Interferenzkontrast) den jeweiligen z-
Messwert darstellen. FPGA-basierte
Datenvorverarbeitung beschleunigt
hierbei die zeit- und rechenintensiven
Vorgange, so dass massiv auftre-
tende redundante Daten zum frihest-
moglichen Zeitpunkt beseitigt werden.
Die WLI-H6henmessunsicherheit
hangt ab von der spektralen Band-
breite der Lichtquelle/Koharenzlange,
Abtastschrittweite (z-Antrieb), Abwei-
chungen von z-Werten (Schwingun-
gen), Kontrast und Oberflachenrau-
heit. Beste Ergebnisse werden mit
kurzer Kohéarenzlange, kleiner Abtast-
schrittweite, guter Schwingungsisola-
tion, hohem Kontrast und glatter
Oberflache erzielt. Beim fertigungsin-
tegrierten Messen lassen sich bei
Taktzeiten um Ts in z-Richtung Mess-
unsicherheiten von Tum auf rauer
Oberflache und wenige nm bei glatten
Oberflachen erreichen. Arbeitsab-
stande von >100mm sind moglich. W
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